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DECLARATION OF PRIOR INVENTION UNDER RULE 37 CFR 1.131 

I, being warned of the penalties for perjury, hereby declare and make the following 
statements: 

1 . The Patent Office cited U.S. Patent 6,693,272 to Adachi filed on March 7, 
2001, as a reference against the pending Claims. 

2. The invention claimed in U.S. patent application Serial Number 09/683,824 
was conceived and reduced to practice made by Dr. Holder Birk and Dr. 
Johann Engelhardt in Germany, a WTO country, as evident from the copy of 
the invention disclosure form enclosed with this Declaration. The copy of the 
invention disclosure form was received today in our office from the Corporate 
Patent and Trademark Department (CPTD) of Leica Microsystems. 

3. As evident from the copy of the invention disclosure, it was signed and 
submitted by Dr. Holder Birk and Dr. Johann Engelhardt to the CPTD of 
Leica Microsystems, their employer and the assignee of the present invention, 
on December 21, 2000. Therefore, the invention was conceived and reduced 
to practice no later than December 21, 2000, as is apparent from the 
description of the invention in the invention disclosure form and the attached 
drawing figures 1-5. 



Houston Eliseeva LLP 

By: \Jl^ ^Mfee ^t 

Maria M. Eliseeva, Reg. No. 43,328 
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tmxe cue nacnKHgenoen Fewer ausKMen, ggf. separate Bitter benutzen oder auf die berefto Im Reohereheauftraa vorhandene Information 
verweteen. 


1 ) Gegenstand der Erfindungsmeldung (z.B. Gerflt rum, Apparat zur, Voolchiung zum. Elnrichtunfl air. Bauteil aim. Vorfahren air, odor defgtoichen): 


Verfahren zum Justieren eines Mikroskops und Mikroskop mit einer Vorrichtung zum Justieren 


2) Am Zustandekommen der Erfindung ist/sind ate Ei 
>, w 1 . o^, ^-.r- 
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3 ) 


Zustandekommen der Erfindung (for jeden Erfinder gesondert angeben) 1—1 
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Ausetrwm Im Arbategebiat Hegendan Ent*k*lunfl>V Kundratuftrag 


















AirfgabansWtung durch den Vorgasatztan ohne ausdrQckHcrwn Himrals auf Losungmrag 


















Durch Boobacrrtunoon dos Erflndars seJbst ertstanden (z.B. Ertennen von Mfingoln) 
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Belm Stud rum einar LitefoturefeKte (bitte angaben) 
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4) Welche technische Aufgabe liegt der Erfindung z ugnmde (Ztotsetsung. vorteUe, vortesoenjng)? 

- Berechnung der gemessenen Lichtstrahl-Parameter Strahiversatz und rflumficher Winkel zur optischen Achse an 

verechiedenen PosWonen im Mikroskop und DarsteUung der Parameter auf elner benutzerfreundlichen Oberflflche auf eirtem 
PC-BildscWrm, 

Bestimmung der notwendigen JustagemaBnahmen aus den Messungen und Anzefge an welcher SteflmOglichkeit im Mikroskop 
der Strahl ais nflchstes justiert werden sollte, 
geziette Justage, 
erhOhte Genauigkeit. 



Sa) Welcher Stand der Technik bt Ihnen b ekannt? 

vtsueDe Justage mrtteJs Ziefecheibe bzw. optische / mechantsche Justiertools 



5b) Welche NachteBe oder Mangel gegenuber der Erfindung weist der Stand der Technik auf? ~ 
Strahiversatz und Winkel zur optischen Achse lassen sich nicht gleichzeitig messen, 

Justagevonichtungen fOr Strahtversatz und Winkel sind meistens nicht voltetflndig entkoppeft, mehrere Iterationen nOtig, 
Servicepersonal benOtigt viel Erfahrung, um herauszubekommen, an welchen VersteUmittetn im Mikroskop der Strahl ais 
nflchstes zu justieren 1st. 



6) AusfQhrtiche Beschreibung der Erfindung einschl. Zefchnung und/oder Handskizze; evtl. auch andere Losungsmogtichkeiten skizzieren 
Welche Merkmale soflen unter Schutz gesteDt werden? 



Benutzerfreundllche Computer-Oberflflche mit Online-Anzeige der folgenden Parameter mittete Computerprogramm (z.B. J-abView"): 
3D-View: grafische Oarstellung des Strahlvertaufs zwischen den 2 Detektoren (vorzugsweise PSD: Position Sensitiv Detector) 
mit Anzeige der Strahl-Positionen auf den einzelnen PSDs, sowie ZoomeinsteHung fOr verschiedene mOgliche Ansichten, 
grafische DarsteUung der xy-Posrtionen des Schnrttpunkts des Strahb mit einem PSD, sowie Angabe der xy-Positton in mm 
vom Nuflpunkt mit Intensitfltsanzejge fQr jeden PSD, ebenfaBs mit ZoomeinsteHung fOr verschiedene mogliche Ansichten 
Bei Abnahme der Intensittt deutet es darauf hin, dass der Strahl irgendwo im Strahtverlauf abgeschnitten wird. 
der Winkel <p des Strahte zur optische n Achse wird nach der Beziehung 

Vk-^ + Ow,) 2 !, 



f 

<p = arctan 



b-a 



berechnet und in einem separaten Fenster auf der Oberflflche nach Angabe des Detektordurchmessers und des Abstands 
zwischen den Detektoren grafisch dargestellt, aufierdem konkret in mrad angegeben. 

der Winkel 0, der die rflumliche Lage der Ebene, die von zwei Geraden, die jeweils durch den Einkoppellichtstrahl und die 
optische Achse verfaufen, aufgespannt wird, bezQglich eines festen Koordirtatensystems angibt, wird nach folgender Formel 
berechnet 



B- arctan 



+ 9Qo, firy z -y l 7t0 



6 = arctan 



-a- +270°, firy 2 -y, <0 

und ebenfatls in einem separaten Fenster auf der Oberflflche grafisch dargestellt, aufierdem numertech in Grad angegeben. 
" Ausschnitt aus dem Mikroskop, hier (Fig. 3 ): AbbHdung des Lichteinkoppeimodute, sowie K-Scanner (Fig. 4), Beam-Expander 
(Fig. 5), mit (geplanter) farbHcher Heraushebung des/der Versteflelemente/s, an dem ais nflchstes die Justage zur Korrektur der 
Fehleinstellung vorgenommen werden soB. 

die DarsteUung kann naturtich auch mit einem anderen geeigneten Programm vorgenommen werden, 
das Justagemodu! soH an verechiedenen Stetten im Mikroskop (s. Fig. 5 ) eingesetzt werden, 
damit auch unterschiedtiche DarsteUung der justierkritischen Stetten im Mikroskop, 

erweiterbar auf Benutzung flhnficher Justiertools mit z.B. anderen Detektoren, mehr ate 2 Detektoren, anderer Abstand der 
Detektoren, usw. Oder Benutzung verschiedener Justagetoote bei einer Grundjustage des Mikroskops, 

Fig. 1 Darsteiking Justagetool mit StraNveriauf fnnerhalb der Justagebox und Verbindung zum PC mit Bfldschirm. 

Fig. 2 Strahlengang im Mikroskop mit mogfichen Positioner! fQr das Justagetool 

Fig. 3 Screenprint mit verschiedenen DarsteHungen der moglichen VersteHelemente des Lichteinkoppelmoduls. 

Fig. 4 Screenprint mit verschiedenen DarsteHungen der mogfichen Verstettelemente des K-Scanners. 

Fig. 5 Screenprint mit verschiedenen DarsteOungen der mOgtichen Verstettelemente des Beam-Expanders. 



7) Die folgenden Untertagen sind BestandteS dieser Erfindungsmeldung 



Baacnreibung dar Erflndung 



2- Seiten 



Zalchnungen 



5 Seiten 



Prospakta, Stand dor Tochrdk 
(bitte auflisten und zusamman mft d 
Erflndungsnwldung an CPTO) 



LabVtew 



8) AHgemeine Information zur elngereichten Erflndung 



a) 
b) 
c) 



Uogan Anwandungen dor Erflndung vortzw. sind bofttaichtigi? 

□ "* 13 * p^, 7, JustageSP2 



Sind htarzu baratts VarofTantHchungan, 

13 "* □ 



Vortraga, MtttaUungan an Dritta, Ausatallungan, Prflaantatfonan odor Uaferungan arrotgt? 



Ja (Wann. 
wo, an 
wan?) 



bt dia Erflndung Tail akm Offentlich gaferdartan Profetds? 





ia mn □ * 


Bazttfchnung: 


Profaklnummar 


Eingangsbestatigung CPTD 


W7r tvefeen S/o ausdrQckilch auflhra Pttlcht bin, die 
gemektete Erflndung bis zur amtlichen Anmeidung 
eines Schutzrechts bzw. bis zurausdrtlckHchen 
Genehmigung zur Ver&ffentilchung dutch das 
Corporate Patents * Trademarks Department (CPTD)i 
geheim zu batten 


Datum 


Untorschrlft 

Dr. Werner F. Reichert 


Zustflndiger Paterrtsachbearbertor 


Tetefon 

+49 (0)6441-29- 


Nama 

<2fc </ F GPetfcW 


Datum/Untorschrfft s^^" — ~\ ^} 
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Bezugszeichenliste: 
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Lichtstrahl 
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Pfeil 


2a 


Pfeil 
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Mittel zum Einkoppeln 


3a 


Einkoppelstelle 
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erster Strahtteiler 
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erste Zielmarke 
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Einkoppellichtstrahl 


10 


erster Photodetektor 


11 


Computer 


13 


Display 


20 


zweite Zielmarke 


22 


zweiter Photodetektor 


36 


zweiter Strahtteiler 


38 


dritter Strahtteiler 


40 


optische Achse des Einkoppellichtstrahls 


60 


optische Achse 


70 


Anordnung zum Justieren 


76 


optisches Element 


78 


Stellelement 


80 


Gehauseteil 


80a 


Stimseite 


82 


Flansch 


84 


Beleuchtungsquelle 


86 


Lichteinkoppeloptik 


87 


Beleuchtungspinhole 


88 


Strahtteiler 


89 


Strahlablenkeinheit 


90 


Scanoptik 



92 Mikroskopoptik 

93 Probe 

94 Detektionspinhole 

95 Detektor 

96 Beleuchtungslichtstrahl 
98 Detektionslichtstrahl 

1 00 optisches System 

110 visuelle Darstellung 

115 Intensitatsanzeige 

120 rSumliche Ansicht 

1 22 Projektionsdarstellung 

124 Auftreffort 

125 Auftreffort 

1 26 schematisch dargesteltte Detektoroberfldche 
128 graphische Winkelangabe 

1 30 numerische Winkelangabe 

160 mogliche Position 1 

161 mflgliche Position 2 

1 62 mOgliche Position 3 

1 63 mdgliche Position 4 

cp Winkel 

6 Winkel 



